
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　噴霧機構と；
　噴霧すべき化粧物質を収容し、化粧物質を噴霧機構により選択的に分与できるように取
外し可能に装着できるよう構成された容器（２０）と
を有し、
　容器（２０）が
　物質出口通路（２３ｂ）と、
　容器（２０）を装着しない時に上記物質出口通路（２３ｂ）を閉じる閉じ部材（２５）
と
を備え、
　噴霧機構及び閉じ部材（２５）が、容器（２０）の装着に応じて閉じ部材（２５）を開
放するようにして構成され、
　容器（２０）がさらに、
　少なくとも第１の仕切り（２７）と、
　物質を収容できる第１、第２の仕切り室（２０ａ、２０ｂ）と
を備え、
　仕切り室（２０ａ、２０ｂ）が、噴霧機構に物質を供給するように構成され、そして上
記第１の仕切り（２７）の両側に配置されていること
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物質出口通路（２３ｂ）の一端が第１の仕切り（２７）の両側に開放していること



を特徴とする噴霧装置。
【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　
【請求項１０】
　

【請求項１１】
　

【請求項１２】
　

【請求項１３】
　

【請求項１４】
　

【請求項１５】
　

【請求項１６】
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閉じ部材がボール逆止め弁（２５）から成っていることを特徴とする請求項１に記載の
噴霧装置。

噴霧機構が、容器を装着した時に物質出口通路（２３ｂ）を閉じる第１の位置から物質
出口通路（２３ｂ）を開放する第２の位置へボール逆止め弁（２５）を動かすように構成
したレリーフ部分（７３）を備えていることを特徴とする請求項２に記載の噴霧装置。

容器が、第１の仕切り（２７）の一側に少なくとも一つの第２の仕切り（２８）を備え
、第２の仕切り（２８）が第１の仕切り室（２０ａ）と組合され、そして互いに連通する
二つの副仕切り室を画定していることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の
噴霧装置。

容器が、少なくとも一つの第３の仕切り（２９）を備え、第３の仕切り（２９）が第２
の仕切り室（２０ｂ）と組合され、そして二つの副仕切り室を画定し、第１の仕切り（２
７）が第２、第３の仕切り（２８、２９）の間に位置していることを特徴とする請求項４
記載の噴霧装置。

容器が、基部部分（２１）と基部部分（２１）に嵌合する蓋形成部分（２２）とを備え
ていることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の噴霧装置。

第２、第３の仕切り（２８、２９）が、基部部分（２１）及び蓋形成部分（２２）の少
なくとも一方と一体に構成されていることを特徴とする請求項５又は６に記載の噴霧装置
。

通路（２３ｂ）が、端部片（２３）で少なくとも部分的に画定されていることを特徴と
する請求項１～７のいずれか一項に記載の噴霧装置。

端部片（２３）が、突出していることを特徴とする請求項８記載の噴霧装置。

端部片（２３）が、密封用Ｏリング（２４）を支持していることを特徴とする請求項８
又は９に記載の噴霧装置。

容器が、少なくとも部分的に透明であることを特徴とする請求項１～１０のいずれか一
項に記載の噴霧装置。

容器（２０）が、噴霧機構と相補的な形状で共動するように構成された緊締部材（７５
）を備えていることを特徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載の噴霧装置。

物質が、ベクトルガスの流れによって発生した吸引により噴霧されることを特徴とする
請求項１～１２のいずれか一項に記載の噴霧装置。

ベクトルガスが、加圧容器（４０）に液化形態で収容されていることを特徴とする請求
項１～１３のいずれか一項に記載の噴霧装置。

噴霧機構が、ベクトルガスデイスペンサー弁と噴霧物質の流量を調整する弁との両方に
同時に作用するように構成した制御部材（１２）を備えていることを特徴とする請求項１
～１４のいずれか一項に記載の噴霧装置。



　

【請求項１７】
　

【請求項１８】
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物質、特に化粧品例えば液体ファンデーションを噴霧する装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　加圧ベクトルガスのボトルに接続した噴霧針を備えたエアーブラシによって皮膚に化粧
を施すことは公知であり、噴霧針は第１にベクトルガスを噴射するノズル及び第２に噴霧
すべき物質を収容するカップを備えており、物質は、カップに接続したダクトの出口オリ
フィスに生じられる吸引によってカップから徐々に抜き出される。吸引は、ノズルを離れ
る際に出口オリフィスを通過していくベクトルガスの速度によるベンチュリー効果によっ
て発生される。物質は、また、出口オリフィスがノズルから出口に対して上流に配置され
る際に、ダクトを介してカップから流出され得る。
【０００３】
　エアーブラシを用いた噴霧により、特に処理した皮膚の領域と処理されない領域との間
の境界がほとんどわからないことを保証することができ、そしてシャドウイング及びブレ
ンディング効果を得るることができる。
【０００４】
　噴霧して堆積した物質は伸ばして広げる必要がないので、化粧中に行うべき操作は異な
る。従って、物質の塗布は、指やアプリケータを用いずに行うことができるので、極めて
衛生的である。
【０００５】
　従来技術の装置の欠点は、所望量の物質を正確に堆積させるのが比較的難しいことにあ
る。
【０００６】
　さらに、特許文献１、特許文献２、特許文献３、特許文献４及び特許文献５には、ベク
トルガスを用いた種々の噴霧装置が記載されている。
【０００７】
　特許文献６では、物質はハンドル部材として用いられる比較的大きな容器に収容されて
いる。かかる装置は極めて使い勝手が悪く、容量の小さな取外し可能な容器を用いること
は容易でない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、手際よく化粧を施すのを容易にさせるように噴霧装置をさらに改良すること
にある。
【０００９】
　相対的に小型で使い勝手がよく、手際よくしかも適当な場合には種々の色合いの連続し
た物質を用いて化粧を施すことができる噴霧装置の利点に対する要求がある。
【００１０】
　本発明は、特にこの要求を満たすことにある。
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容器の形状が細長く、その長手方向軸線（Ｚ）が、噴霧の行われる方向にほぼ平行であ
ることを特徴とする請求項１～１５のいずれか一項に記載の噴霧装置。

第１の仕切り（２７）が、端部片（２３）の内側へのびていることを特徴とする請求項
１～１７のいずれか一項に記載の噴霧装置。

二つの仕切り室が、通路（２３ｂ）を介して以外連通しないことを特徴とする請求項１
～１７のいずれか一項に記載の噴霧装置。



【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、この目的を、
　噴霧機構と；
　噴霧すべき化粧物質を収容し、化粧物質を噴霧機構により選択的に分与できるように取
外し可能に装着できるよう構成された容器と
を有し、
　容器が
　物質出口通路と、
　容器を装着しない時に上記物質出口通路を閉じる閉じ部材と
を備え、
　噴霧機構及び閉じ部材が、容器の装着に応じて閉じ部材を開放するようにして構成され
た
噴霧装置によって達成する。
【００１２】
　本発明によって、使用者は同一噴霧機構を用いて必要に応じて物質を収容した容器を交
換することにより種々の色の多数の化粧物質を容易に塗布することができる。物質の漏れ
る危険は、容器を取外すと直ぐに物質出口通路が自動的に閉じられることにより制限され
る。
【００１３】
　本発明の特定の実施の形態においては、容器は、少なくとも第１の仕切りと、物質を収
容できる第１、第２の仕切り室とを備え得、仕切り室は、噴霧機構に物質を供給するよう
に構成され、そして第１の仕切りの両側に配置される。
【００１４】
　これにより、例えば、第１の仕切りが容器内の物質の動きを遅くするので、容器の傾き
が変わる場合でも化粧を施す際に、物質の供給を続けながら噴霧装置の頂部分に容器を固
定することができる。その結果、特に顔に化粧する際に伴うことになる多数の位置におい
て用いるのに適した装置となる。
【００１５】
　用語“仕切り”は、広義に解釈されるべきであり、特に中実、中空、孔あき、堅固、撓
み性、多孔性、平面状、円筒状である壁、又は特に物質の流れに対して障害体を並置する
ことで形成されるのに適した他の形状をもつものを包含している。
【００１６】
　容器及び装置は、噴霧される物質の出口オリフィスの近くで装置に容器を固定できるよ
うに構成され得、従って、望ましい場合には、物質を出口オリフィスに比較的迅速に輸送
し、かつ二回の使用の間に、容器の外側で装置の内側に残る物質の量を低減することがで
きる。
【００１７】
　容器からの物質を流す上記の通路の一端部は、特に、第１の仕切りの両側に連通でき、
第１、第２の仕切り室は上記通路を介して連通する。
【００１８】
　シャッターは、ボール逆止め弁から成り得る。噴霧機構は、容器を装着した時に物質出
口通路を閉じる位置から物質出口通路を開放する位置へボール逆止め弁を動かすように構
成したレリーフ部分を備え得る。
【００１９】
　容器は、第１の仕切りの一側に少なくとも一つの第２の仕切りを備え、第２の仕切りは
第１の仕切り室と組合され、そして互いに連通する二つの副仕切り室を画定する。容器は
また、少なくとも一つの第３の仕切りを備え、第３の仕切りは第２の仕切り室と組合され
、そして二つの副仕切り室を画定し、上記第１の仕切りは第２、第３の仕切りの間に位置
される。
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【００２０】
　容器は、基部部分と基部部分に嵌合する蓋形成部分とを備え得る。第２、第３の仕切り
は、基部部分及び蓋形成部分の少なくとも一方と一体に構成され得る。
【００２１】
　容器は、噴霧の行われる方向と実質的に平行な長手方向軸線をもつ一般的に細長い形状
の物であり得る。
【００２２】
　物質を噴霧機構へ供給する容器の通路は端部片によって少なくとも部分的に画定され得
る。端部片は突出し得る。端部片は密封用Ｏリングを支持し得る。
【００２３】
　物質のレベル及び色を使用者が観察できるにするため、容器は少なくとも部分的に透明
であり得る。
【００２４】
　容器はさらに、噴霧機構と相補的な形状で共動するように構成された緊締部材を備え得
る。
【００２５】
　容器はまた、雰囲気に開放したマイクロオリフィスを備え得る。
【００２６】
　噴霧機構は、ベクトルガスの供給源を収容するハウジングを備え得、物質はベクトルガ
スの流れによって発生した吸引により噴霧される。ベクトルガスは加圧容器に液化形態で
収容され得る。可動キャップはハウジングへのアクセスを閉じることができる。
【００２７】
　噴霧機構は、ベクトルガスデイスペンサー弁と噴霧物質の流量を調整する弁との両方に
同時に作用するように構成した制御部材を備え得る。
【００２８】
　一つの実施の形態では、調整弁はプランジャーを備え、このプランジャーは組合さった
座と共動して、座とプランジャーとの間のスペースの変動と共に噴霧物質の流量を変化さ
せるように構成され得る。かかる調整弁により、使用者は徐々にかつ正確に噴霧される物
質の量を調整することができる。
【００２９】
　制御部材は回動レバーから成り得る。
【００３０】
　ベクトルガスデイスペンサー弁は加圧容器に固定され得、それによりベクトルガスデイ
スペンサー弁を設ける際のスケールの節約の利点を得ることができ、そして特に制御ロッ
ドをタイトリングすることによりトリガーされる普通のデイスペンサー弁を使用できる。
【００３１】
　座は少なくとも一つの物質噴霧ノズルの支持部に配置され得る。支持部はプラスチック
ス材料から成り得る。支持部は装置に解放可能に固定され得る。
【００３２】
　一つの実施の形態では、装置は、二つのベクトルガス出口ノズル及び噴霧すべき物質の
一つの出口ノズルを有する。各ノズルは金属から成り得る。特に、装置は装置から離れる
方向に向って集中する軸線をもつ二つのベクトルガス出口オリフィスを有することができ
、そして物質出口オリフィスは、実質的にベクトルガス出口オリフィスの軸線と同じ平面
内にある軸線をもち得る。これにより、特に相対的に優しい噴霧を得ることができ、塗布
の良好な状態が得られる。
【００３３】
　さらに、他の実施の形態では、プランジャーは、物質を噴霧する方向に実質的に平行な
方向に摺動する。装置は、座に押圧する静止位置にフランジャーを戻すばねを有し得る。
適当な場合には、制御部材はそれに特定である戻しばねを備えていない。
【００３４】
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　装置は、デイスペンサー弁の制御ロッドに係合するように構成した端部片を有し得、そ
して制御部材は上記端部片に対して押圧できるように構成され得る。
【００３５】
　物質を噴霧している領域を使用者が観察できるように噴霧機構にミラーがヒンジ結合さ
れ得る。　
【００３６】
　噴霧機構は、一般に細長い形状であり得、また制御部材は、装置の長手方向側部に位置
する使用者用の押え面を備え得る。変形例では、装置は一般的にはピストル型であり得る
。
【００３７】
　制御部材は、ピストルグリップの一側に配置した使用者用の押え面を備え得、序機一側
は、噴霧物質の出て行くオリフィスから反対側に位置している。グリップは加圧容器を収
容し得る。
【００３８】
　物質の容器及び加圧容器は、使用中に互いに動かないように固定して互いにリンク結合
され得る。
【００３９】
　噴霧される物質は、液体、紛体、化粧品及び特にファンデーションであり得る。
【００４０】
　本発明はさらに独立して又は上記と関連して、
　噴霧機構と；
　噴霧すべき化粧物質を収容する容器と
を有し、容器が、少なくとも第１の仕切りと、物質を収容できる第１、第２の仕切り室と
を備え、仕切り室が、噴霧機構に物質を供給するように構成され、そして上記第１の仕切
りの両側に配置されている
噴霧装置を提供する。
【００４１】
　本発明はまた独立して又は上記と関連して、
容器内に収容した少なくとも一つの物質、特に化粧品を噴霧する機構を提供し、物質は、
ベクトルガスの流れによって容器出口オリフィスに発生した吸引により容器から取出され
、ベクトルガスは加圧容器内に貯蔵され、装置は、噴霧物質の流量を調整する調整弁及び
使用者によって作動できベクトルガスデイスペンサー弁及び調整弁に同時に作用するよう
にされた制御部材を有し、制御弁は、噴霧物質の流量が座とプランジャとの間のスペース
の変化と共に変化するようにして組合わさった座と共動するように構成したプランジャー
を備えている。
【００４２】
　本発明により、物質の流量は、使用者によって漸進的に正確に調整され得、それにより
、高質の化粧を得ることが容易となる。
【００４３】
　本発明の実施の形態において、制御部材は、回動レバーから成り得る。かかるレバーは
適当には、使用者が大きな力を作用させる必要なく、作動されることになるように比較的
長く構成され得る。
【００４４】
　デイスペンサー弁は、好ましくは、加圧容器に取付けられ得る。これにより、従来のデ
イスペンサー弁、特に制御ロッドを傾けることによりトリガーされる弁を用いることによ
ってスケールの節約の利点を得て装置のコストを低減できる。
【００４５】
　一つの実施の形態では、座は、少なくとも一つの物質噴霧ノズルを支持する支持部品に
設けられ得る。上記支持部品はプラスチックス材料で構成され得、そして適当には装置に
取外し可能に取付けられ、従って、ノズルを清掃するのを容易にできたり噴霧に適した形
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状の関数としてノズルを交換できる。
【００４６】
　さらに他の実施の形態では、装置は、二つのベクトルガス出口ノズルと噴霧すべき物質
用の一つの出口ノズルとを有し得る。特に、装置は、装置から離れる方向に向って集束す
る軸線をもつ二つのベクトルガス出口オリフィスを有し得る。これにより、より優しい噴
霧を得ることができる。物質出口オリフィスは、実質的にベクトルガス出口オリフィスの
軸線と同じ平面内に位置される軸線をもつことができる。
【００４７】
　各ノズルは、金属で構成され得、特に旋削により構成され得る。これにより、高品質の
ノズルを低コストで特に成形型を作る投資を必要とせずに、得ることができる。
【００４８】
　装置は有利には携帯型でコードレスであり、加圧容器を受けるハウジングを備えている
。装置は、可動キャップ、例えばヒンジ付きキャップを有し、閉じられるハウジングにア
クセスできるようにしている。
【００４９】
　一つの実施の形態では、プランジャーは、物資の噴霧される方向に実質的に平行な平行
に摺動し得る。装置は、プランジャーが座に対して押圧する静止位置に向ってプランジャ
ーを戻す戻しばねを有し得る。従って制御部材はそれ自体の戻しばねを備える必要がない
。
【００５０】
　なお別の実施の形態では、装置は、デイスペンサー弁の制御ロッドに係合するようにさ
れた端部片を有し得、制御部材は、噴霧を開始するように作動される際に端部片に対して
押圧できるように構成され得る。
【００５１】
　本発明の別の特徴において、装置はヒンジ付きミラーを有し得る。
【００５２】
　制御部材は種々の仕方で装置に位置決めされ得る。
【００５３】
　装置は一般的には細長い形状をもち、制御部材は装置の長手方向に側部に配置した使用
者用の押し面を備え得る。このような構成は特に使い勝手がよい（人間工学的であり得る
）。
【００５４】
　装置はまた、一般的にはピストル型であり得る。制御部材はピストルグリップの一側に
配置した使用者用の押し面を備え、該一側は例えば噴霧物質の出て行くオリフィスの反対
側に位置している。グリップは加圧容器を収納し得る。
【００５５】
　本発明の別の特徴においては、物質の容器及び加圧容器は、使用中に互いに動くことが
できないように互いに固定して接合される。物質の容器は雰囲気に開放したマイクロオリ
フィスを備え得、或いは物質の容器は空気取り入れ弁を備え得る。物資の容器は装置に解
放可能に固着され得る。
【００５６】
　噴霧される物質は液体、粉体、化粧品、特にファンデーションであり得る。
【００５７】
　本発明はまた、噴霧すべき物質を収容する容器と共に上述の装置を有するキッドを提供
する。
【００５８】
　本発明は、添付図面を参照して、本発明を限定しない実施の形態についての以下の詳細
な説明から一層良く理解される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５９】
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　図１及び図２に示す噴霧装置１は、噴霧機構１０及び噴霧すべき物質、例えばファンデ
ーションを収容する取外し可能な容器２０を有している。
【００６０】
　噴霧機構１０は、例えばプラスチックス材料の二つの殻体を組立てて構成したケーシン
グ１１及び噴霧を開始できる可動制御部材１２を備えている。
【００６１】
　考察している例では、ケーシング１１は、一般的には、噴霧ヘッド３０から物質を噴霧
する方向Ｙにほぼ平行な長手方向軸線Ｘに沿って細長い形状である。
【００６２】
　制御部材１２は頂面１２ａを備え、この頂面１２は、分与を行うために使用者が押すこ
とができ、そして説明している例では噴霧機構１０の頂部長手方向側部上にのびている。
制御部材即ちレバー１２は、ケーシング１１に対して静止している回動軸１９にヒンジ結
合されている。例として、制御部材１２の回動する軸線は長手方向軸線 Xに対して直交し
、そして上記軸線Ｘと交差し得る。図示例における制御部材１２は二つのアームを備え、
第１のアームは上記頂面１２ａを画定し、第２のアームは端部１２ｂを画定し、端部１２
ｂの作用については以下に説明する。
【００６３】
　ケーシング１１はハウジング１１ａを備え、ハウジング１１ａは、ベクトルガス例えば
ブタン、イソブタン、又はイソプロパン、或いは液化フッ素化合物を収容する加圧容器４
０を受けている。加圧容器４０には、中空制御ロッド４１を備えたデイスペンサー弁が取
付けられている。中空制御ロッド４１は、傾けられた時に弁を作動する。
【００６４】
　容器は、可動キャップ１３を介してケーシング１１内に挿入され得る。制御ロッド４１
は端部片１４に係合し、端部片１４は制御部材１２、特に端部１２ｂと共動する。
【００６５】
　端部片１４はまた管１５内に開放しており、制御ロッド４１が制御部材１２による駆動
で傾けられると、加圧容器４０内のガスが管１５内へ逃げるように構成されている。
【００６６】
　管１５は案内組立体１６内に開放しており、案内組立体１６において、プランジャー５
０は軸線Ｙに平行に摺動でき、軸線Ｙは長手方向軸線Ｘに平行又は一致する。
【００６７】
　プランジャー５０は一端部１７ａをレバー１２に接続し、他端部１７ｂをプランジャー
５０に固定したスタッド５１に接続したロッド１７によって動かされ得る。スタッド５１
は、案内組立体１６のスロット１８内を摺動する。説明してきた例では、噴霧ヘッド３０
は、二つのベクトルガス噴霧ノズル３１、３２及び容器２０に収容した物質を噴霧する単
一ノズル３３を備え、これらのノズル３１～３３は、それ自体案内組立体１６に固定され
た共通の支持部片３４に固定されている。
【００６８】
　説明してきた例では、ノズル３１、３３は金属を旋削することによって形成され、また
各ノズルは、支持部片３４に組込みできるようにするねじ部分３５、及びそれぞれの内部
通路３１ａ、３２ａ、３３ａを備えている。
【００６９】
　ノズル３１、３２の出口オリフィス３１ｂ、３２ｂのそれぞれの軸線Ｖ、Ｗは、ノズル
３３の前方で交差し、そしてそれらの軸線Ｖ、Ｗは、説明してきた例では９０°に近い角
度αを成している。ノズル３３の前面とノズル３１、３２との間の距離Ｈは、説明してき
た例では約１．７ｍｍである。例として、ベクトルガス出口オリフィス３１ｂ、３２ｂの
直径は０．４ｍｍであり、又物質出口オリフィス３３ｂの直径は０．９ｍｍである。
【００７０】
　支持部片３４は二つの通路３４ａ、３４ｂを備え、これらの通路３４ａ、３４ｂの一端
部はノズル３１、３２の通路３１ａ、３２ａとそれぞれ連通し、他端部は支持部片３４の
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背面３４ｄに開放した環状溝３４ｃと連通している。支持部片３４は、案内組立体１６の
表面に対して押圧する密封リップ３４ｅを備え、またねじ部分３４ｆを備え、ねじ部分３
４ｆは上記組立体１６のハウジング１６ａに係合する。ねじ部分３４ｆは密封用Ｏリング
３７を支持し、Ｏリング３７はハウジング１６ａの壁に対して漏れ止め式に押圧する。支
持部片３４と案内組立体１６との間には環状室３８が形成され、そして案内組立体１６に
おける通路１６ｂを通って環状室３８内にベクトルガスが運ばれ、上記通路１６ｂは管１
５と連通している。
【００７１】
　支持部片３４は円錐形の座３４ｇを画定し、この座３４ｇに対して同じ円錐形のプラン
ジャー５０の端部５４が静止時に着座する。軸線Ｙ上の通路３４ｉは支持部片３４に形成
され、プランジャー５０の端部５４が座３４ｇから離れる際に噴霧すべき物質をノズル３
３の内部通路３３ａへ到達させることができる。
【００７２】
　プランジャー５０は、案内組立体１６内に収容された螺旋状ばね５５が圧縮されること
により座に対して強制され、螺旋状ばね５５は図２に一部見ることができ、螺旋状ばね５
５の一端部は案内組立体１６の壁に対して押圧し、反対端部はプランジャー５０の肩部に
押圧している。
【００７３】
　装置１は次のように作動する。使用者がレバー１２の頂面１２ａを押すと、レバー１２
の端部１２ｂが端部片１４を押し、それにより制御ロッド４１を傾けさせ、ベクトルガス
を放出させる。ベクトルガスは特に端部片１４、管１５、通路１６ｂ、及び通路３４ａ、
３４ｂを通り、ノズル３１、３２の出口オリフィス３１ｂ、３２ｂから放出される。
【００７４】
　レバー１２はまたロッド１７及びプランジャー５０を動かし、プランジャー５０の端部
５４は、レバー１２の回動角度に比例した距離ｄだけ座３４ｇから離れる。レバー１２を
事実上押すことによって、使用者は容器２０から吸引により取出される物質の流量を調整
できる。レバー１２の変位は、加圧容器４０から放出されるガスの流量に影響し、従って
、ノズル３３の出口オリフィス３３ｂを通過するベクトルガスの流れで発生した吸引の大
きさに影響し、それにより、処理されることになる表面上に事実上物質を分与できる。
【００７５】
　図１に見られるように、装置１はヒンジ付きミラー６０を備えることができ、このミラ
ー６０の反射面は、図１に示すようにミラーが折畳んだ状態にある時にはケーシング１１
に対向している。使用する際には、使用者はミラー６０を１／４回転回動して、噴霧装置
１によって塗布される化粧を観察する。
【００７６】
　装置１は、図１及び図２に示す形態以外の形態で実施され得、特に、図４に示すような
ピストル形式に構成してもよい。
【００７７】
　図４において、上記のものと同一又は同様な要素を表すのに同じ符号を用いている。見
られ得るように、加圧容器４０はピストルのグリップ内に収容され得、使用者が押すレバ
ー１２の面１２ａは、物質を分与するオリフィスと反対側のグリップの側部１１ｃに位置
している。
【００７８】
　容器の長手方向軸線は、軸線Ｙに対して約６０°の角度を成している。
【００７９】
　噴霧していない時には、制御ロッド４１は図４に見られるように、斜め右方へ向けられ
、噴霧は左方へ向って行われることになる。
【００８０】
　説明してきた例の場合のように、使用者がレバー１２を押して、レバーを回動させると
、レバー１２の端部１２ｂが端部片１４を押圧し、左方へ傾けさせ、その結果、端部片１
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４に係合した制御ロッド４１を傾けさせる。またレバー１２の回動により、ロッド１７が
変位し、プランジャー５０を座３４ｇから右方へ離れさせる。
【００８１】
　図４の例において、端部片１４は、ケーシング１１における溝１１ｄに係合したスタッ
ド１４ａによって傾斜して案内されることがわかる。
【００８２】
　噴霧機構１０に容器２０を取外し自在に取付けて、容器内に収容した物質を使用し終わ
った際に別の容器に交換できるようにするのが有利であり得る。
【００８３】
　以下、特に図５～図９を参照して容器の特定の実施の形態について説明する。
【００８４】
　特に図５に見られるように、容器は基部分２１と基部分２１に取付けた蓋部分２２とを
備え得、これら二つの部分は、例えば接着剤、熱シール、又はスナップ嵌合によって互い
に固着されている。
【００８５】
　蓋部分２２は好ましくは、容器内に収容された物質Ｐの量及び色を使用者が判断できる
ように、透明な材料で構成される。蓋部分２２には、空気の浸入用のマイクロオリフィス
２２ｄが設けられ、このマイクロオリフィス２２ｄは、マイクロオリフィスを通って物質
Ｐの流出するのを防ぐように十分に小さい。
【００８６】
　説明してきた例では、基部分２１には、噴霧機構１０に設けられた対応したハウジング
７０に係合する突起端部片２３が形成され、ハウジング７０はダクト７１を介して、プラ
ンジャー５０の摺動する空間１６ｄと連通している。
【００８７】
　端部片２３は、図９に示すようにハウジング７０内に配置されると、物質が漏れるのを
阻止する働きをするＯリング２４を担持している。
【００８８】
　容器が閉じられた後でしかも噴霧機構１０に容器を装着する前に、端部片２３は逆止め
弁を収容し、この逆止め弁は、ボール２５とボール２５を図５に示すように端部片２３に
形成した対応した座２３ａに対して押圧して保持するのに適したばね２６とから成ってい
る。
【００８９】
　ボール２５は、端部片２３内の通路２３ｂ内を自由に動くことができ、この通路２３ｂ
は、周囲に四つの長手方向通路２３ｃを備え、ボール２５がそれの座２３ａから持上げら
れると、容器２０内に収容された物質をポール２５を通過させ、そしてハウジング７０に
向って流れさせる。ボール２５は、図９に見られるように、噴霧機構１０のレリーフ部分
７３によって動かすようにできる。容器２０を噴霧機構１０から分離する際には、ボール
２５は再び座２３ａに当接し、それにより通路２３ｂを密封する。
【００９０】
　容器２０は、一般的には長手方向軸線Ｚに沿って細長い形状であり、長手方向軸線Ｚは
図１及び図２の実施の形態では長手方向軸線Ｘ及び噴霧方向Ｙに実質的に平行である。図
４の実施の形態では、軸線Ｚは噴霧軸線Ｙに実質的に平行であり、そしてピストルグリッ
プの長手方向軸線と約４５°の角度を成している。
【００９１】
　使用者が噴霧装置１を用いて化粧を施している間、容器２０の傾き角度は変動し易く、
本発明の一つの特徴に従って、容器２０は、通路２３ｂに常に物質Ｐが供給されるように
構成される。
【００９２】
　図５～図９の例では容器は、容器内の物質の変位を止める手段、特に多数の仕切りを備
えるように構成され、これら仕切りには、物質Ｐを収容する容器２０内に第１、第２の仕
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切り室２０ａ、２０ｂを画定している第１の仕切り２７が含まれている。
【００９３】
　これらの仕切り室２０ａ、２０ｂの各々は、それ自体、それぞれ第２及び第３の仕切り
２８、２９によって二つの副仕切り室に分割されている。説明してきた例では、これらの
仕切り２８、２９は基部分２１と同じプラスチックス材料で一体的に成形され、また第１
の仕切り２７は蓋部分２２と同じプラスチックス材料で一体的に成形される。
【００９４】
　第１の仕切り２７は、図６に見られるように容器の全幅を横切って横断方向にのび、ま
た第２及び第３の仕切り２８、２９は蓋部分２２と共動し、軸線Ｚに垂直な水平軸線のま
わりで容器２０の傾き角度が変化した場合に、仕切り室２０ａ、２０ｂ内の上記仕切りを
通って物質を流させるそれぞれの通路２０ｃ、２０ｄを残すようにされている。
【００９５】
　従って、第２及び第３の仕切り２８、２９は、物質Ｐが通路２３ｂに達するのを阻止す
ることなしに物質Ｐの流れを抑制している。
【００９６】
　端部片２３の内側において、第１の仕切り２７は、図５に見られるように、ばね２６の
案内部材２７ａを形成するようにのばされている。第１の仕切り２７は、仕切り室２０ａ
、２０ｂの各々を互いに独立して空にできるように構成されている。第１の仕切り２７は
いかなる開口も備える必要がない。二つの仕切り室は通路２３ｂを介して互いに連通する
必要がない。二つの仕切り室２０ａ、２０ｂは本質的に各々、通路２３ｂの長手方向軸線
を含む平面のそれぞれの側にのびることができる。
【００９７】
　図示実施の形態において、二つの仕切り室２０ａ、２０ｂの一方は他方の仕切り室を空
にすることなしに空にできる。
【００９８】
　容器２０は、単にハウジング７０の壁に押圧するＯリング２４による摩擦で噴霧機構１
０に保持され得る。好ましくは、付加的な締締手段が設けられ、この付加的な締締手段は
例えば相補的な形状のリンク機構によって構成され得、例えば溝７４に蟻ほぞ型のリブ７
５を係合できる構造でもよい。溝７４及びリブ７５は、端部片２３の軸線に平行に向けら
れる長手方向軸線に沿ってのび得、溝７４は例えばケーシング１１に形成される。
【００９９】
　当然、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではない。
【０１００】
　特に、噴霧装置１は、特に噴霧すべき物質を収容する容器２０の形状及び加圧容器４０
の寸法の関数としてなお別の形状であってもよい。
【０１０１】
　適当には、噴霧装置１は、噴霧するための種々の物質を収容する多数の容器を受けるよ
うに構成され得、そして容器の選択した一つを噴霧機構に連通させて使用者の選択した一
つの物質を噴霧できるようにするのに適したセレクターを備えてもよい。このような状況
のもとで、複数の容器は種々の色のファンデーションを収容できる。
【０１０２】
　加圧容器は、好ましくは、ベクトルガスを液化形態で収容する。しかし、加圧容器が圧
搾空気を収容し、例えば小型のコンプレッサーで周期的に再充填できるように構成するこ
とは本発明の範囲内である。
【０１０３】
　上記の実施の形態において、噴霧ヘッド３０は多数のノズルを有しているが、ベクトル
ガスを単一ノズルによって発射するようにすることも本発明の範囲内である。
【０１０４】
　特許請求の範囲及び明細書の記載において、用語“有する、備える、又はから成る”は
、特に注釈しない限り“少なくとも一つ有する、少なくとも一つ備える、又は少なくとも
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一つから成る”と同義であると理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明に従って構成した噴霧装置の一実施の形態を示す概略側面図。
【図２】図１の装置における噴霧機構の構造の細部を示す部分切開断面図。
【図３】噴霧装置に取付けるのに適した噴霧ヘッドの概略軸方向断面図。
【図４】装置の変形実施の形態を示す概略部分断面側面図。
【図５】容器の一実施の形態の縦断面図。
【図６】図５の矢印ＶＩ－ＶＩに沿った断面図。
【図７】図５の容器の端部片の矢印ＶＩＩ－ＶＩＩに沿った破断面図。
【図８】噴霧装置に装着した容器を示す図６の矢印ＶＩＩＩ－ＶＩＩＩに沿った概略横断
面図。
【図９】容器を装着した後の図８と同様に図。
【符号の説明】
【０１０６】
　　１：噴霧装置
　１０：噴霧機構
　１１：ケーシング
　１１ａ：ハウジング
　１２：可動制御部材
　１２ａ：制御部材１２の頂面
　１２ｂ：端部
　１３：可動キャップ
　１４：端部片
　１４ａ：スタッド
　１５：管
　１６：案内組立体
　１６ａ：ハウジング
　１６ｂ：通路
　１６ｄ：空間
　１７：ロッド
　１７ａ：ロッド１７の一端部
　１７ｂ：ロッド１７の他端部
　１８：スロット
　１９：回動軸
　２０：取外し可能な容器
　２０ａ：第１の仕切り室
　２０ｂ：第２の仕切り室
　２０ｃ：通路
　２０ｄ：通路
　２１：基部分
　２２：蓋部分
　２２ｄ：マイクロオリフィス
　２３：突起端部片
　２３ａ：座
　２３ｂ：通路
　２３ｃ：長手方向通路
　２４：Ｏリング
　２５：ボール
　２６：ばね

10

20

30

40

50

(12) JP 4032041 B2 2008.1.16



　２７：第１の仕切り
　２７ａ：案内部材
　２８：第２の仕切り
　２９：第３の仕切り
　３０：噴霧ヘッド
　３１：ベクトルガス噴霧ノズル
　３１ａ：内部通路
　３１ｂ：出口オリフィス
　３２：ベクトルガス噴霧ノズル
　３２ａ：内部通路
　３２ｂ：出口オリフィス
　３３：単一ノズル
　３３ａ：内部通路
　３３ｂ：物質出口オリフィス
　３４：支持部片
　３４ａ：通路
　３４ｂ：通路
　３４ｃ：環状溝
　３４ｄ：背面
　３４ｅ：密封リップ
　３４ｆ：ねじ部分
　３４ｇ：座
　３４ｉ：通路
　３５：ねじ部分
　３７：密封用Ｏリング
　３８：環状室
　４０：加圧容器
　４１：中空制御ロッド
　５０：プランジャー
　５１：スタッド
　５４：プランジャー５０の端部
　５５：螺旋状ばね
　６０：ミラー
　７０：ハウジング
　７１：ダクト
　７３：レリーフ部分
　７４：溝
　７５：リブ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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